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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwienia: Spektrometr absorpcji przejsciowej

wraz ze strojonym laserem femtosekundowym - 1 szt.

Minimalne parametry wymagane przez

Zamawiajacego

Opis techniczny oferowanego urzadzenia
[P I EE M hoacanoonoonoaconoooononacnos

model/typ .....ccoovviiiiiiiiiins

Wymiary i waga urzadzenia:

Stot optyczny o wadze nie wiekszej niz 550kg i
wymiarach wynoszgcych 2000 x 1500 mm, ktory
zostanie obcigzony sprzetem o] masie nie
przekraczajgcej 700 kg w tym:

Laser <400 kg

Chtodziarka <130 kg

Zasilacze <27 kg

Akcesoria <20 kg

OPA <65kg

Spektrometr <65kg

Spektrometr absorpcji przejsciowej wraz ze strojonym
laserem femtosekundowym

W skilad systemu wchodza nastepujace czesci:

Regeneratywny wzmacniacz femtosekundowych
impulséw swiatta
e Wzmacniacz oparty o] zjawisko
parametrycznego wzmacniania $wiatta w
krysztale szafiru domieszkowany jonami
tytanu.
e Zintegrowany na jednolitej tawie w
pojedynczej obudowie.
e  Zakres dtugosci fali generowanego impulsu od
795 do 805 nm.
Dtugos¢ impulsu < 100 fs.
Energia impulsu > 5 mJ.
Stabilnos¢ mocy <0.5 rms.
Srednica wigzki 11 mm.
Czestotliwos¢ powtarzania impulséw 1 kHz.
Kompresor/stretcher impulséw optycznych
powinny by¢ izolowane od otoczenia.
e Obieg chlodzenia wodnego wraz =z
termostatem.
Optyczny wzmachiacz parametryczny - OPA
e Zautomatyzowane strojenie z  poziomu
komputera.
e Monolityczna tawa oraz pojedyncza obudowa
otaczajgca wszystkie elementy OPA.
o Konwersja energii dla Swiatta
parametrycznego co hajmniej 30%.
e  Zakres strojenia co najmniej od 290 nm do
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2600 nm.

e Zrédlo promieniowania pompujgcego -
regeneratywny wzmacniacz femtosekundowy
opisany powyze;.

e Swiatlo generowane przez OPA
wykorzystywane jako wigzka pompujgca w
uktadzie spektrometru ,pump-probe”.

Spektrometr absorpcji przejSciowej

e  Spektrometr przystosowany do rejestracji
widm oraz krzywych kinetycznych
powigzanych z procesami zachodzgacymi w
stanach wzbudzonych czgsteczek w skali sub-
pikosekundowej i pikosekundowej.

e Generator swiatta biatego wykorzystywanego
jako wigzka prébkujgca uktadzie ,pump-
probe” spektrometru.

e  Zakres generowanych dtugosci fal co najmniej
od 320 do 1600 nm.

e Automatyczny stolik do przemieszczania
krysztatu generujgcego  Swiatto biate
zapewniajacy redukcje efektow termicznych w
krysztale.

e Automatyczne przetgczanie pomiedzy
zakresami widma.

e Ukiad luster parabolicznych do ustawiania
jednolitego ogniskowania wszystkich dtugosci
fal w generatorze Swiatta biatego.

e Automatyczna optyczna linia opdzniajgca

o Wyposazona w naped z technologig
,direct-drive”.

o Z funkcja samodzielnego
odzyskiwania domyslnego potozenia
wigzki Swiatta po przejsciu przez
system przed rozpoczeciem pomiaru.

o Linia wyposazona w system luster
zapewniajgcych kilkakrotne przejscie
wigzki Swiatta przez retroreflektor.

o Lustra linii opdzniajgcej z warstwe
dielektryczng umozliwiajgca korekcje
na poszerzanie impulséw.

o Dryft wigzki optycznej przekraczajacy
10 pm na catej dlugosci przesuwu
linii opdzniajace;j.

o Czas nastawu linii nie dluzszy niz 5

minut.

o Maksymalny zakres przesunigcia
powinien zapewnié pomiary
kinetyczne z rozdzielczoscig

czasowg do 8 ns

o Rozdzielczo$¢ linii nie mniejsza niz
14 fs.

o  Minimalny krok napedu linii 2.8 fs.

o Zakres predkosci do co njamniej 10

ns/s.

o Przyspieszenie co najmniej 260
ns/s’.

o Linia umieszczona wewnatrz

obudowy spektrometru.

o Ukiad detekcji na zakres UV-Vis
o  Spektrofotometr z detektorem CMOS
(matryca o0 rozmiarze co nhajmniej

1024 pikseli).

o  Zakres widmowy od 200 nm do 1000
nm.

o Szybkos¢ akwizycji co najmniej 2400
widm/s.

o Uktad zamontowany na

wolnostojgcym stelazu i sprzezony
ze spektrometrem przez Swiattowdd.
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e Uktad detekcji na zakres NIR

o Spektrofotometr z detektorem
InGaAs.

o Zakres widmowy od 800 nm do 1600
nm.

o Rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 13 nm
przy szczelinie 200 pm.

o Szybkos$¢ akwizycji co najmniej 2400
widm/s.

o Uktad zamontowany na
wolnostojgcym stelazu i sprzezony
ze spektrometrem przez $wiattowdd.

o Zestaw optyki zmotoryzowanej umozliwiajgcej
automatyczne ustawianie wigzki wzbudzajacej
na prébce z doktadnoscig potozenia co
najmniej 10 ym.

e Integrowany ze spektrometrem miernik mocy
do pomiardéw energii wigzki wzbudzajgce;j.

e  Stacjonarny uchwyt probek.

e Uchwyt prébek w funkcjg automatycznego

przemieszczania wzgledem wigzek
optycznych
o Zakres przemieszczania co najmniej
12x12 mm.
o Szybko$¢ przemieszania co najmniej
5 mm/s.

o Funkcja programowania dowolnego
toru przemieszczania lub losowo
ustawionego toru.

e Przystawka do pomiaréw  anizotropii,
zawierajgca polaryzator Berek.

e Automatyczne koto filirow z min 6-ma
gniazdami o srednicy 25 mm kazde.

e  Oprogramowanie do sterowania
spektrometrem oraz zbierania wynikow
o umozliwiajgce automatyczne

ustawianie  wszystkich  istotnych
elementéw optycznych (optyczna
linia opdzniajgca, wigzka pompujaca,
przetaczenie pomiedzy UV/Vis/NIR);

o funkcja sterowania automatycznym
uchwytem prébek;

o funkcja sterowania przestong wigzki
wzbudzajacej;

o funkcja sterowania kotem filtrow do
automatycznej kontroli energii wigzki

wzbudzajgcej;
o funkcja sterowania wieloma
chopperami do ustawiania

dedykowanych eksperymentéw (np.
“pump-pump-probe”,  “pump-dump-
probe”);

o funkcja zapisywania indywidualnych
skanéw kinetycznych; po wytgczeniu
zasilania lub przerwaniu pomiaru (np.
fluktuacje mocy lasera) wszystkie
zebrane dane nie sg utracone;

o funkcja automatycznego odrzucania
pikdbw Swiatta biatego; w tym
przypadku oprogramowanie zbierze
dane pomiarowe jeszcze raz jezeli
Swiatto biate nie byto stabilne;

o funkcja samodzielnego
programowania otoczenia
umozliwiajgca dostosowanie
wiasnych uktadéw pomiarowych oraz
integracje z zewnetrznymi

aplikacjami; np. badania zaleznosci
temperaturowych w kriostacie
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sterowanym komputerowo lub
kontrolowane komputerowo koto
filtrbw szarych lub  OPA do
przeprowadzenia  wielu  skanow
kinetycznych z réznymi energiami
wzbudzenia lub dtugosciami fal;

e Oprogramowanie analizy wynikow

o wyswietlanie widm i map
spektralnych;

o obliczenia wartosci $rednich z wielu
map spektralnych;

o sklejanie map spektralnych majgcych
rébzne  zakresy czasowe oraz
widmowe;

o szybka nawigacja przez widma oraz
krzywe kinetyczne;

o jednoczesne wyswietlanie  wielu
widm oraz krzywych kinetycznych;

o integracja z systemem Origin;

o wybrane widma oraz krzywe
kinetyczne tatwo i szybko
eksportowane do CSV  oraz
nastepnie do Origin;

o procedury dopasowania krzywych
kinetycznych;

o tworzenie raportow oraz
eksportowanie ich do PDF lub Origin
za jednym kliknieciem;

o ustawienie czasu zero;

o funkcja normalizacji widm i krzywych
kinetycznych;

o funkcja usuwania btednych widm za
jednym kliknieciem;

o funkcja zamiany btednych widm za
jednym kliknieciem;

o funkcja odejmowania Swiatta
rozproszonego oraz tia;

o obliczenia wartosci anizotropii;

e Stot optyczny z uktadem pneumatycznej
izolacji; wymiary blatu co najmniej 1500 x
2000 mm.

e Stacja komputerowa do sterowania, zbierania
danych oraz analizy wynikéw.

e Dostawca powinien dokonaé instalacji oraz
uruchomienia  stanowiska w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

e Dostawca powinien przeprowadzi¢ szkolenie z
zakresu obstugi stanowiska.

Czy instalacja i dostawa sprzetu wymaga
specjalnie przystosowanego pomieszczenia:

— Strop nie wymaga specjalnego wzmocnienia.
Konstruktor zaleca jedynie podtozenie dwoch podpér —
pod nogi dtuzszych krawedzi stotu — wykonanych z dyli
drewnianych o wym. 7 x 15 cm, zblokowanych w
Srodku ich diugosci (prostopadle) kolejnym dylem lub
zastosowania podpory typu ,I1” potgczonych belkg
poprzeczna.

— Instalacja urzadzenia nie wymaga powiekszenia
okien lub drzwi.

— Instalacja urzadzenia nie wymaga specjalnych

przytaczy elektrycznych. Urzadzenie pracuje przy
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standardowych parametrach elektrycznych:

Sterownik lasera femtosekundowego — 230V, pobér

mocy 100 VA

Zasilacz lasera femtosekundowego — 230V, pobor
mocy 750VA

Chtodziarka lasera pompujgcego — 230V, pobdr mocy
750VA

Zasilacz lasera pompujgcego — 230V, pobor mocy
1500 VA

Sterownik SDG — 230V, pobor mocy 200 VA
Sterownik TOPASa — 230V, pob6r mocy 300 VA
Spektrometr — 230V, pobér mocy 300 VA

Sterownik spektrometru — 230V, pobdr mocy 300 VA
Komputery x 2 — 230V, pobdér mocy 100 VA
Kompresor stotu optycznego — 230V, pobd6r mocy
1000VA
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